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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do ba-
dania #aréwek metodg poréwnawczg, umozliwiajg-
ce-szybkie pomiary procentowych odchylek od war-
to$ci znamionowych, poboru mocy i strumienia
$§wietlnego, w celu biezgcej kontroli parametréw
fotoelektrycznych przy produkcji masowej.

Stosowane dotychczas powszechnie przyrzady do
tego celu majg te niedogodno$é, ze pomiar para-
metréw fotoelektrycznych odbywa sie na drodze
pomiaru warto$ci natezenia pradu i napiecia oraz
warto$ci bezwzglednej strumienia $wietlnego, ktére
nastepnie podlegajg odpowiednim przeliczeniom na
parametry fotoelektryczne, a te dopiero mogg byé
poréwnywane z wymaganiami norm lub warunkéw
technicznych.

Ponadto wyniki pomiaréw posrednich w warun-
kach produkcji seryjnej, obarczone s duzymi uchy-
bami, wynikajacymi z po$piechu i stosowania przy-
rzadéw w niskiej klasie dokladnoS$ci. Jest to jed-
na z przyczyn matej poréwnywalnoSci przy ana-
lizie takich wynikéw, dokonywanej dla celéw ba-
dan statystycznych. Niedogodno§é ta  przedluza
znacznie czas badania, co przy produkcji seryjnej
posiada zasadnicze znaczenie z uwagi na koniecz-
no$é . prowadzenia biezacej kontroli duzych ilosci
zaréwek. }

Zadaniem wynalazku jest zatem wyeliminowanie
oméwionych niedogodno$ci, wystepujacych w stoso-
wanych powszechnie metodach pomiarowych przez
zastosowanie ukladu kompensujacego uchyby wlas-
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ne i umozliwiajgcego otrzymywanie gotowych wy-
nikéw poréwnawczych.

Zadanie to zostalo rozwigzane wedlug wynalazku
dzieki temu, Ze urzadzenie do badania zaréwek
metodg por6wnawczg sklada sie z kuli fotometrycz-
nej, ukladu do pomiaru poboru mocy zaréwki
oraz z $wiatloczulego ukladu do pomfiaru strumie-
nia $wietlnego, z tym, ze do pomiaru procentowych
odchylek poboru mocy przeznaczony jest uklad
mostkowy, natomiast do pomiaru odchylek stru-
mienia $wietlnego od warto$ci nastawionych we-
dlug Zrédla wzorcowego przeznaczony jest uklad

'k-ompensacyjny, przy czym uklad pomiarowy mo-

stkowy, ktérego galezie skladajg si¢ z trzech opor-
nikéw oraz zrédla $wiatla wzorcowego, jest r6wmno-
czednie zasilaczem bezposrednim dla badanej za-
r6wki, zapewniajgc powtarzalno§é warunkéw zasi-
lania, a uklad kompensacyjny ma dzielnik napie-
cia, ktéry zalagczony jest z jednej strony do stabili-
zowanego . zasilacza, z drugiej za§ polaczony jest
szeregowo poprzez opornik z ogniwem fotoelektrycz-
nym &zieki czemu uzysKkuje sie zmiane rézmicy
potencjaléw na zaciskach miernika pod wply'wem
zmian warunkéw pracy ogniwa.

Urzadzenie wedlug wynalazku pozbawume jest
wymienionych na wstepie niedogodno$ci. W szcze-
gélnoééi skraca zmacznie czas potrzebny do prze-
prowadzenia kontroli, a wyniki pomiaréw uzyskuje
sie w wartosciach pocentowych odchylek od norm.
Wyniki pomiaréw uzyskane przy zastosowaniu
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urzadzenia wedlug wynalazku, kwalifikujq bezpo-
§rednio zaréwki do odpowiedniego obszaru toleran-
cji dajac mozliwo$é szybkiej oceny jakosci wyro-
bu. Duza latwosé zapisu wynikéw pomiaréw umozli-
wia dokonywanie analiz przy prowadzonych bada-
niach statystycznych.

Urzadzenie wediu'g wynalazku przedstawione jest
przykladowo na rysunku, na ktérym fig. 1 przed-
stawia uklad elektryczny urzadzenia, fig. 2 przed-
stawia gérng i dolng potéwke kuli fotometrycznej,
a fig. 3 przedstawia fragment grénej pétkuli foto-
melrycznej z otworem na wprowadzenie elementu
fotoézulego.

Calo§¢ ukladu pomiarowego sklada sie z kuli

fotometrycznej wraz z ukladem $wiatloczulym, za-
silaczy napigcia statego, mostka do pomiaru pobo-
ru mocy oraz ukladu pomfiarowego dla strumienia
§wietlnego, przy czym oba uklady pomiarowe mie-
rzg jednocze$nie odchylki procentowe parametréw
‘fotoelektrycznych Zrédla $§wiatla. Fotometryczna ku-
la 1 (fig. 1 i fig. 2) sklada sie z dwu lgczonych
ze sobg pélkul, wykonana jest z laminatu zbrojo-
nego widknem szklanym i wylozona folia alumi-
niowg pokryta od wewnatrz nieselektywng bialg
farbg w célu zmiejszenia do minimum wspoélczyn-
nika pochlaniania §wiatta.

Wewngtrz kuli, w §rodku geometrycznym, umie-
szczona jest oprawa Zréodia S$Swiatla 17. Réwniez
wewnatrz kuli, przy otworze widocznym na fig. 3,
umieszczony jest zesp6l §wiatloczuly, skladajacy sie
z selenowego ogniwa fotoelektrycznego 2 oraz ze-
spolu oslon 3 i 4, przy czym oslona 3 stanowi za-
bezpieczenie ogniwa 2 przed bezposrednim dziala-
niem strumienia Swietlnego, natomiast ostony 4
spelniajg role korekcyjng podczas ustawiania mier-
nika 16 na znamionowsg warto§é strumienia §wietl-
nego. Uklad do pomiaru procentowych odchylek
poboru mocy sklada sie z zasilacza napiecia sta-
lego 5 o regulowanej wartoSci napiecia oraz ukla-
du mostkowego, ktéry dla badanego Zrédla $wiatla
spelnia funkcje zasilacza i ukladu pomiarowego.

Galezie mostka stanowig oporniki regillowane ki
i 9, opornik staly 8 oraz zrédlo $wiatla 17. R6wno-
legle do 7Zrédla $wiatla 17 zalgczony jest miernik
napiecia znamionowego 6. Miernik 6 stuzy do kon-
troli wartosSci napiecia zasilajgcego srédlo §wiatla
17. Na przekgtnej mostka zalgczony jest dowolny,
odpowiednio czuly miernik elektryczny 11 szere-
gowo z opornikiem 10. Opornik 10 zastosowano w
celu uzyskania zadanej charakterystyki wychyleh
miernika 11.

Uklad do pomiaru procentowych odchylek stru-
mienia §wietlnego sklada sie¢ z zasilacza napiecia
stalego 15, neonowego stabilizatora napiecia 12,
dzielnika napiecia 13 oraz oporu kompensacyjnego
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14, polaczonych szeregowo z Jogniwem selenowym
2. Na zaciskach ogniwa 2 zalgczony jest dowolny,
odpowiednio czuly miernik elekiryczny 16.

Mierniki 11 i 16 s3 wyskalowane odpowiednio
w procentach odchylek poboru mocy i strumienia
swietlnego.

Dzialanie urzadzenia opisane jest ponizej. Aby
dokonaé pomiaru naezy urzadzenie nastawié¢ we-
dlug wzorcowego #rédla $wiatla. W tym celu w
kuli fotometrycznej 1 umieszcza sie wzorcowe Zréd-
o 17, nastepnie regulujgc mnapiecie zasilacza 5,
oporniki 7 i 9, nastawiane jest mapiecie zasilajgce
#r6dlo 17 na warto§é znamionowsg kontrolowana
miernikiem 6 i jednocze$nie mostek doprowadzany
jest do réwnowagi tak, aby miernik 11 pozostawal
w wychyleniu zerowym. Osiggniecie znamionowych
warunkéw zasilania wzorcowego zrédla §wiatla poz-
wala na nastawienie ukladu mierzacego procentowe
odchylki strumienia §wietlnego. ‘

Nastawianie tego ukladu odbywa sie przez od-
powiednie ustawienie oston 4 oraz dzielnika napie-
cia 13. Miemik 16, mierzacy réznice potencjaléw na
zaciskach ogniwa 2, w warunkach znamionowych
znajduje sie w wychyleniu zerowym, w skali od-
chylek procentowych. Po umieszczeniu w kuli foto-
metrycznej badanego zrédila Swiatla i po ustawie-
niu ukladé6w pomiarowych, zostaje zachwiana réw-
nowaga mostka i miernik 11 wskazuje warto$é od-
chytki poboru mocy, natomiast miernik 16 wskazuje
warto$§é odchylki strumienia §wietlnego pod wply-
wem zmian warunkéw pracy ogniwa 2.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do badania zaréwek metoda porow-
nawczg, skladajgce sie z kuli fotometrycznej,, ukladu
po pomiaru poboru mocy przez zaréwke i !wiatko-
czulego ukladu do pomiaru strumienia §wietlnego,
znamienne tym, ze jest wyposazone w mostkowy
uklad pomiarowy do pomiaru procentowych odchy-
lek poboru mocy i uklad kompensacyjny do po-
miaru odchylek strumienia §wietlnego od wartosci
nastawionych wedlug Zrédla wzorcowego, przy czym
uklad pomiarowy mostkowy, ktérego galezie skla-
dajg sie z opornikéw (7, 8 i 9) oraz Zrédla Swiatla
(17) jest r6wnoczednie zasilaczem bezpo$rednim dla
badanej zaré6wki, zapewniajgcym powtarzalno$é wa-
runkéw zasilania, a uklad kompensacyjny ma dziel-
nik napiecia (13), ktéry =zalgczony jest z jednej
strony do stabilizowanego zasilacza (15), z drugiej
za$§ polaczony jest szeregowo poprzez opornik (14)
z ogniwem fotoelektrycznym (2), dzieki czemu uzy-
skuje sie zmiane réznicy potencjalé6w na zaciskach
miernika (16) pod wplywem zmian warunkéw pra-
cy ogniwa (2).
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